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数字全息形貌测量的基本特性分析
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摘要:在对数字全息技术进行严格理论分析的基础上，本文指出随单个CCD像元的尺寸的减小

可能被记录物体的横向尺寸将变大，所允许的纵向尺寸却变小；另一方面其系统误差和被测

量值本身的大小成正比，和横向分辨率成反比。
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